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I. Grundiage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationaten Anmeldung {Ersatzbtatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais 'ursprunglich 
eingereicht" und sind ifim nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 und 70. 1 7))r. 
Beschreibung, Seiten: 

4-9 ursprungllche Fassung 

1-3,3a eingegangen am 12/10/2001 mit Schreiben vom 11/10/2001 



Patentanspruche, Nr.: 

1-13 eingegangen am 12/10/2001 mit Schreiben vom 11/10/2001 

Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungllche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internatlonale Anmeldung eingereicht worden ist. zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwec)<e der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Verdffentlichungssprache der intematlonalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlauflgen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internatlonale vorlaufige Prufung auf der Grundiage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung In schriftllcher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ be! der Behorde nachtragllch in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da6 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intematlonalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 
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4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgef alien: 

□ Beschrelbung, Seiten: 

□ Anspruche. Nr.: 

□ Zeichnungen. Blatt: 

5. □ DIeser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einlgen) der Anderungen erstellt worden. da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingerelchten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbfatter, die solche Anderungen enthaiten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Benefit 
belzufugen). 



6. Etwalge zusatzllche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erflnderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuhelt (N) Ja: 

Nein: 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: 

Nein: 

Gewerbllche Anwendbarkeit (GA) Ja: 

Nein: 



2. Unterlagen und Erklarungen 
slehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internatlonalen Anmeldung 

Zur Klarhert der Patentanspruche, der Beschrelbung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschrelbung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Anspruche 

Anspruche 1-16: JA 
Anspruche 

Anspruche 1-16: NEIN 
Anspruche 

Anspruche 1-16: JA 
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Zu Punkt V 

Begrundete FeststeiKung nach Artikel 35(2) hinsichtiich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 199 (E-1534), 7. April 1994 

(1994-04-07) -& JP 06 005577 A 
D2: EP-A-0 817 246 

D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 143 (E-1054). 11. April 1991 

(1991-04-1 1) -& JP 03 020031 A 
D4: US-A-5 503 171 
D5: US-A-5 203 798 

D2 wurde vom Anmelder auf Selte 1 der voriiegenden Anmeldung zitlert. 

1.1 Aus D1 (vgl. Zusammenfassung und FIguren) ist eine Vorhchtung zum Behandein 
von Substraten 12 bekannt, mit wenigstens einem in einer Gasatmosphare 
angeordneten, ein Behandlungsfluid 11 enthaltenden ProzeBbehalter 1, der 
wenigstens zwei unterhalb der Behandlungsfluldoberflache liegende Offnungen 2 
zum linearen Durchfuhren der Substrate 12 aufweist, sowie einen EinlaB 
unterhalb der Offnungen und einen Uberlauf oberhalb der Offnungen. 

Die Vorhchtung gemaB dem Anspruch 1 der voriiegenden Anmeldung 
unterscheidet sich daher von der aus D1 bekannten Vorrichtung dadurch, daB (1) 
die Offnungen zum linearen Durchfuhren der Substrate nicht schlieBbar sind 
(slehe hierzu auch Punkt VIII, 1.1 unten), (ii) der ProzeBbehalter geschlossen ist 
und mit einer Einrichtung zum Erzeugen eines Unterdrucks im ProzeBbehalter 
versehen ist, und (iii) der Uberlauf aus einem geschlossenen Uberlaufbehalter 
besteht. 

Aus D2 (vgl. insbesondere Figur 1 ; Spalte 2, Zeile 51 bis Spalte 4, Zeile 29) ist 
jedoch eine Vorrichtung 1 zum Behandein von Substraten 9 bekannt, mit 
wenigstens einem in einer Gasatmosphare angeordneten, ein Behandlungsfluid 
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1 1 enthaltenden ProzeBbehalter 3 , der wenigstens zwei unterhalb der 
Behandlungsfluldoberflache liegende Offnungen 5, 7 zum llnearen Durchfuhren 
der Substrate 9 aufweist. Um den Durchsatz zu steigern und die Konstruktion der 
Vorrlchtung zu verernfachen sind die Offnungen 5, 7 nicht schlieBbar. 
Beispielsweise wird einen Unterdruck in dem oberhalb des Behandlungsfluids 
gebildeten Raum 25 im geschlossenen ProzeBbehalter 3 erzeugt, um ein 
HerausflleBen des Behandlungsfluids zu verhindern. Die Aufnahme solcher nicht 
schlieBbaren Offnungen in die in D1 beschriebene Vorrichtung ist eine 
naheliegende bauliche Modifikation, die im Rahmen dessen liegt, was ein 
Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die 
damit erreichten Vortelle ohne weiteres abzusehen sind. 

Dabei werden die obengenannten Unterschiede (i) und (11) durch eine 
Kombination der Dokumente D1 und D2 nahegelegt. 

Bei dem Unterschted (iii) wird darauf hingewiesen, daB eine weitere Modifikation 
der aus D1 bekannten Vorrichtung ohne weiteres notwendig ist, wenn die nicht 
schlieBbaren Offnungen gemaB D2 in die Vorrichtung gemaB D1 aufgenommen 
werden sollen, und zwar ist es fur den Fachmann ohne weiteres erkennbar, daB 
eine Unterdruck im Raum oberhalb des Fluids nur dann erzeugbar ist, wenn sich 
der Uberlauf innerhalb des geschlossenen Raums des ProzeBbehalters befindet. 
Dabei durfen sich naturlich die nicht schlieBbaren Offnungen nicht im geschlossen 
Raum befinden (sonst hat der Unterdruck keine Wirkung, auBerdem sind die 
dffnungen zum Einfuhren eines Substrats nicht zuganglich), was auf 
naheliegende Weise erreicht wird, wenn der Oberlaufbehalter so gestaltet wird, 
daB er die Offnungen nicht einschlleBt. Der Fachmann wird sich daher ohne 
weiteres eine weitere Modifikation der aus D1 bekannten Vorrichtung vornehmen, 
wobei er ohne erfinderisches Zutun zu der in der Figur 1 der vorliegenden 
Anmeldung abgebildeten Anordnung gelangen wird. 

Folglich liegt dem Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tatigkeit 
zugrunde (Artikel 33(3) POT). 

1,2 Die aus D1 bekannte Vorrichtung weist auBerdem eine Ultraschalleinrichtung 7 
innerhalb des ProzeBbehalters auf (vgl. Anspruch 6 der vorliegenden 
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Anmeldung). 

1.3 Aus D3 ist einen hohenverstellbaren Uberlauf bekannt (vgl. Anspruch 2 der 
vorllegenden Anmeldung). Die Aufnahme dieses Merkmals In die in D1 
beschriebene Vorrichtung ist eine naheliegende bauliche Modiflkatlon, die im 
Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen 
Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres 
abzusehen sind. 

1 .4 Das im Anspruch 3 zusatzlich beanspruchte Merkmal ist aus D4 (vgl. 
insbesondere Figur 3 und den dazugehorigen Text) bekannt. Die Aufnahme 
dieses Merkmals in die in D1 beschriebene Vorrichtung ist eine naheliegende 
bauliche Modifikation, die im Rahmen dessen liegt, was eIn Fachmann aufgrund 
der ihm gelaufigen Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten 
Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. 

1.5 Aus D5 ist es bekannt (vgl. D5: FIguren 5 und 6), ein Substrat bei einer 
Fluidbehandlung zwischen zwei zueinander weisenden Ultraschalleinrichtungen 
hindurch zu bewegen (vgl. Anspruch 9 der vorliegenden Anmeldung). Die 
Aufnahme dieses Merkmals in die in D1 beschriebene Vorrichtung Ist eine 
naheliegende bauliche IVIodifikatlon, die im Rahmen dessen liegt, was ein 
Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die 
damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. 

1 .6 Die in den Anspruchen 1 1 und 12 der vorliegenden Anmeldung beanspruchten 
Merkmale werden hinslchtlich D2, Spalte 3, Zellen 4-10 als naheliegend 
angesehen. 

1 .7 Aus D2 ist es bekannt (vgl. Spalte 4, Zeilen 2-12; Spalte 7, Zeilen 36-50), ein die 
Oberflachenspannung des Behandtungsflulds verringemdes Fluid an die 
Ausgangsoffnung zu leiten. Das Abringen einer die Ausgangsoffnung 
umgebenden Trocknungskammer (vgl. Anspruch 10 der vorliegenden 
Anmeldung) stellt daher eine weitere bauliche Modifikation dar, die im Rahm n 
dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen Uberlegungen zu 
tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. 
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1.8 Ber den in den Anspruchen 4, 5, 7, 8 und 13 zusatzlich beanspruchten Merkmalen 
handelt es sich um weitere geringfugige bauliche Anderungen der Vorrichtung 
gemaB Anspruch 1 , die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der 
ihm gelauflgen Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteil 
ohne weiteres abzusehen sind. 

Zu Punkt vm 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeidung 

1 . Die folgenden Anspruche sind unklar (Artikel 6 PCT): 

1.1 Das Merkmal "standig geoffnete Offnungen" (vgl. Anspixich 1) ist unklar, da es 
sich auf die Veiv^endung der Vorrichtung bezieht und nicht auf die strukturellen 
Merkale als seiche. Nur well die Offnungen "standig geoffnet" sind, heisst es nicht 
unbedingt, da3 kein SchlieBmechanismus vorhanden ist. 

1 .2 Das Merkmal, daB die Ultraschalleinrichtung auf ihrer Ruckseite abgeschragt ist 
(vgl. Anspruch 8 der vorliegenden Anmeidung) ist unklar, da die Anordnung der 
Ultraschalleinrichtung und somit ihre "Ruckseite" im Anspruch gar nicht deflniert 
wird. 
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Vorrichtung zum Behandein von Substraten 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Behandein 
von Substraten, mit wenigstens einem in einer GasatmosphSre angeordneten. 
5 ein Behandlungsfluid enthaltenden ProzeSbehSlter, der wenigstens zwel un- 
terhalb einer Behandlungsfluldoberflache liegende, stdndig geoffnele Offnun- 
gen zum linearen Durchfuhren der Substrate aufweist. 

Eine derartige Vorrichtung, die beispielsweise aus der EP-A-0 817 246 be- 
10 kannt ist, ist ein statisches System, bei dem das Behandlungsfluid in dem 
ProzelibehSlter steht, ohne sich zu bewegen. Dies fuhrt dazu, dafi der in dem 
Behalter auftretende ProzeS durch Verunreinlgung des Behandlungsfluids 
insbesondere im Bereich der linearen Durchfuhrung der Substrate beeintrach- 
tigt wird. Eine gute und homogene Behandlung der Substrate ist somit nicht 
15 mdglich. 

Ferner ist aus der JP-A- 5-291 223 eine Vorrichtung zum Behandein von Sub- 
straten bekannt, bei der ein von oben mit Behandlungsfluid befOllbarer Pro- 
zessbehaiter zwei seltllche. Offnungen aufweist. Die Offnungen sind jeweils 
20 durch SchlieSelemente verschlieSbar. um wahrend der Behandlung ein Aus- 
treten von Behandlungsfluid zu vermeiden. Auf dem Boden des Prozessbe- 
hdlters ist ein Auslass fur das Behandlungsfluid vorgesehen. 

Aus den Patent Abstracts of Japan Band 18, Nr. 199 (E-1534) vom 7. April 
25 1994 sowie der JP 06 005 577 ist eine Substratreinigungsvorrichtung bekannt, 
bei der Substrate linear durch einen mit Behandlungsfluid gefullten Behand- 
lungsbehalter hindurchgefuhrt werden. Der Behandlungsbehalter weist zwei 
unterhalb der Behandiungsfluidoberflache liegende Durchfuhroffnungen auf, 
die wahrend der Behandlung der Substrate durch entsprechende Schlieftele- 
30 mente verschlossen sind, um ein Austreten des Behandlungsfluids zu verhin- 
dern. Wahrend des EinfOhrens bzw. des Ausfuhrens der Substrate in das 
Becken bzw. aus diesem heraus werden die SchlieSelemente gedffnet, um die 
Substrate hindurchzulassen. 
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Aus den Patent Abstracts of Japan Band 15^ Nr. 143 (E-045) vom 11. April 
1991 sowie der JP-A-03 020 031 ist ferner eine Ultraschallreinigungsvorrich- 
tung mit einem mit Behandlungsfluid gefOllten BehandlungsbehSlter bekannt. 
5 Der Behandlungsbehilter weist einen hdhenverstellbaren Oberlaufschieber 
auf, der die H6he des Fluidniveaus einstellt, und daruber das Verhalten der 
Ultraschailwelle in dem Behandlungsfluid beeinfluQt. 

Ausgehend von dem oben genannten Stand der Technik liegt der voriiegen- 
10 den Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der Eingangs 
genannten Art vorzusehen, die auf einfache und. kostengunstige Weise eine 
homdgenere und verbesserte Behandlung von Substraten ermdglicht. 

Erfindungsgemati wird die Aufgabe bei einer Vorrichtung zum Behandein von 

15 Substraten, mit wenigstens einem in einer Gasatmosphdre angeordneten, ein Be- 
handlungsfluid enthaftenden ProzeQbehalter, der wenigstens zwei stSndig geoff- 
nete Offnungen zum linearen DurchfOhren der Substrate aufweist, dadurch gelost, 
daS ein EInlaR unterhalb der Offnungen und ein Oberlauf fur das Behandlungsfluid 
oberhalb der Offnungen vorgesehen ist, wobei der ProzeBbehalter und der Ober- 

20 laufbehSlter geschlossen sind, und wobei femer eine Einrichtung zum Erzeugen 
eines Unterdruckes im Prozefibehilter vorgesehen ist. Durch den Uberiauf fur das 
Behandlungsfluid wird ein stSndiges Hindurchleiten von Behandlungsfluid durch 
den ProzeRbehSIter ermoglicht Hierdurch werden erhehte Verunreinigungskon- 
zentrationen in bestimmten Bereichen des ProzeGbehalters. insbesondere im li- 

25 nearen DurchfQhrbereich der Substrate verhindert bzw. Konzentrationsanderun- 
gen der Reinigungsmedlen (Verbrauch wahrend der Reinigung) wieder ausgegli- 
chen. Hierdurch wird eine verbesserte und homogenere Behandlung der Substrate 
gewahrleistet. Femer wird durch einen Oberlauf auf einfache und kostengunstige 
Weise ein im wesentlichem gleichmd&iges Behandlungsflutdniveau wdhrend der 

30 Behandlung und somit ein gleichmsaiger Druck des Behandlungsfluids an den 
Offnungen sichergestellt. Trotz einer Stromung des Behandlungsfluids kann durch 
den gleichmSliigen Druck auf einfache Weise verhindert werden, daB das B - 
handlungsfluid aus dem Prozelibehalter flieGt. Durch die geschlossene Prozef^- 
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/Oberiaufbehalter-Kombination wird das Aniegen eines Vakuums in ein m ge- 
m insam n ob ttialb der Behandlungsflutdoberfldche gebild ten Luftraum ermdg- 
licht. Ober das Vakuum kann in Unterdruck an den unterhalb der B handlungs^ 
fluldoberflSche liegenden Offnungen erzeugl werden, urn ein Herausflietten des 
5 Behandlungsfluids zu vertiindem. In dem oberhalb des Behandlungsfluids befindli- 
chen Luftraum wird vorzugswejse ein gleichmaRiges Vakuum vorgesehen. Di 
sich beispielsweise durch unterschiedliche Behandlungsfluids (aufgrund unter- 
schiedllcher Dichten) ergebenden DruckverSndemngen an den Offnungen werden 
konnen durch verandem des Vakuums reguliert werden. 

10 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist der 
Oberlauf hdhenverstellbar, urn das Behandiungsfluidniveau innerhalb des 
ProzeBbehSlters zu verdndern. Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn inner- 
halb des ProzeQbehdIters Behandlungen mit verschiedenen Behandlungs- 
15 fluids durchgefuhrt werden. welche unterschiedliche Dichten aufweisen, und 
stch - bei gleichem Fluidniveau - an den unter der Behandlungsfluidoberfldche 
liegenden Offnungen unterschiedliche Druckverh§ltnisse ergeben wurden. 
Diese konnen uber den hfihenverstellbaren Oberlauf eingestellt werden, um 
ein HerausflieGen des Behandlungsfluids durch die Offnungen zu verhindern. . 

Fur eine gleichmSSige und homogene Strfimung innerhalb des ProzeBbehal- 
ters ist das Behandlungsfluid vorzugsweise uber eine im wesentllchen hori- 
zontal angeordnete DIffusorplatte in den Prozelibehalter einleitbar. Bei einer 
weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung ist unterhalb wenigstens einer der 
25 Offnungen ein Auffangrinne am AuQenumfang des ProzeHbehdlters ange- 
bracht, um zu verhindern. daK gegebenenfalls aus dem Proze&behdlter aus- 
tretendes Behandlungsfluid die Umgebung des Proze&behditers verunreinigt 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist wenigstens eine Ul- 
30 traschalleinrichtung innerhalb des ProzeQbehdlters vorgesehen, um durch die 
Beschallung der Substrate deren Behandlung, und zwar insbesond re Reini- 
gungsvorgange zu fordern. Dabei erstreckt sich die Ultraschalleinrichtung vor- 
zugsweise uber die gesamte Breite des ProzefibehSlters, und zwar s nkrecht 
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zur Bew gungsrichtung der Substrat sowie schwerikbar, urn eine gl ichma- 
Sige B schallung d r Substrate Qb r deren gesamte Oberfiache hinweg vor- 
zusehen. Um eine gleichmdQige und homog ne StrOmung des B handiungs- 
fluids innerhalb des ProzeSbehaiters zu erm6glichen, weist die Ultraschaflein- " 
5 richtung vorzugsweise eine stromungsdynamische Form auf, d.h. daG sie in 
.. .Stremungsrichtung einen -geringen Stromungswiderstand aufweist. Fur eine 
gute und glelchmaRige Behandlung beider Oberflachen des Substrata ist es 
vorzugsweise zwischen wenigstens zwei Ultraschalleinrichtungen hindurch 
bewegbar. 

10 

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung Ist eine AusgangsGffnung 
des ProzeSbehaiters umgebende Trocknungskammer mit einer Einrichtung 
zum Einleiten eines die OberffSchenspannung des Behandlungsfluids verrin- 
gemden Fluids vorgesehen. Durch das Vorsehen der Trocknungskammer an 
15 der Ausgangsoffnung kdnnen die zuvor behandelten Substrate direkt bei der 
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PatentansprQche 

Vorrichtung (1) zum Behandein von Substraten (3) mit w nigstens inem 
in einer GasatmosphSre angeordneten, ein Behandlungsfluid (20) ent- ' 
haltenden ProzeSbehaiter (8), der wenigstens zwei standig geaffnete 
Offnungen (15, 16) zum linearen DurqhfQhren der Substrate (3) aufweist, 
gekennzeichnet durch einen Einlass (22) unterhalb der Offnungen und 
einen Uberlauf (44) oberhalb der Offnungen (15, 16), wobei der ProzeG- 
behalter (8) und der Oberlaufbehilter (42) geschlossen sind. und wobei 
eine Einrichtung (37) zum Erzeugen eines Unterdruckes im ProzeSbe- 
halter (8) vorgesehen ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daa der Oberlauf 
h6henverstellbar ist. 

15 

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche. gekennzeichnet 
durch eine im wesentlichen horizontal angeordneten Oiffusorplatte (22) 
im ProzeBbehdlter (8). 

20 4. Vorrichtung nach elnem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet . 
durch einen unterhalb wenigstens einer Offnung (15, 16) angebrachten 
Auffangrinne (30) am Au&enumfang des Prozeflbehalters (8). 



1. 

5 
10 



5. Vorrichtung nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch einen TropfenfSn- 
25 ger in der Auffangrinne. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet 
durch wenigstens eine Ultraschalleinrichtung (24, 26) innerhalb des Pro- 
zeEbehdlters (8). 

30 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafi die Ultra- 
schalleinrichtung (24, 26) uber die gesamte Breite des Prozel^behdlt rs 
(8) erstreckt. 
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8. Vorrichtung nach Anspruch 6 od r 7, dadurch gekennz ichn t, da& die 
Ultraschalleinrichtung (24, 26) auf ihrer RQckseite abgeschrSgt ist.. um 
eine strdmungsdynamische Form zu bilden. 

9. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 6 bis 8, dadurch gekennzelchnet, 
dal2 wenigstens zwel zueinander weisenden Ultraschalleinrichtungen 
(24. 26) vorgesehen sind, wobei jeweils wenigstens eine der Ultraschal- 
leinrichtungen hehenmaSig oberhalb bzw. unterhalb der Offnungen liegt, 
sodafi das Substrat (3) dazwischen hindurch bewegbar ist. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche. gekennzelchnet 
durch eine eine Ausgangsaffnung (16) des ProzeGbehaiters (8) umge- 
bende Trocknungskammer (32) mit einer Einrichtung (34. 35) zum Ein- 
leitein eines die OberflSchenspannung des Behandlungsfluids (20) ver- 
ringernden Fluids. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzelchnet 
durch mehrere hintereinander angeordnete Prozelibehalter (8). 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11 gekennzelchnet durch Einrichtungen zum 
Einleiten unterschiedlicher Behandlungsfluids (20) in die ProzeSbehSlter 

3, Vorrichtung nach einem der AnsprQche 10 bis 12. gekennzelchnet durch 
eine Befeuchtungseinrichtung (4) zwischen den ProzeBbehdItem (8). 
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V. 


Reasoned statement under Anicle 35(2) with regard to novelt>s inventive step or industrial applicabilit>'; 
citations and explanations supporting such statement 


1. 


Staiemeiii 






Novelty (N) Clamis 1 


-16 YES 




Claims 


NO 




Inventive step (IS) Claims 


YES 




Clauiis 1 


- 16 NO 




Industrial applicability (lA) Claims -'■ 


- 1° YES 








2. 


Citations and explanations 






This report makes reference to the 


followinq 




documents : 






Dl: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 


018, NO. 199 




(E-1534), 7 April 1994 (1994-04 


-07) 




-& JP-A-06 005577 






D2: EP-A-0 817 246 






D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 


015, No. 143 



(E-1054), 11 April 1991 (1991-04-11) 



-& JP-A-03 020031 
D4: US-A-5 503 171 
D5: US-A-5 203 798 

D2 was cited by the applicant on page 1 of the 
present application. 

1.1 Dl discloses (cf. the abstract and figures) a device 
for treating substrates 12 comprising at least one 
process container 1 which is arranged in a gas 
atmosphere and which contains a treatment fluid 11. 
Said process container also comprises at least two 
openings 2 which are located below the surface of the 
treatment fluid and through which the substrates 12 
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are linearly guided. Said process container also 
comprises an inlet below the openings and an overflow 
above the openings . 

The device according to Claim 1 of the present 
application differs therefore from the device known 
from Dl in that 

(i) the openings through which the substrates are 
linearly guided are not closable (see also Box VIII, 
item 1 . 1 below) , 

(ii) the process container is closed and is provided 
with a device for generating a partial vacuum in the 
process container, and 

(iii) the overflow consists of a closed overflow 
container. 

However, D2 discloses (cf. in particular Figure 1; 
column 2, line 51 to column 4, line 29) a device 1 
for treating substrates 9, comprising at least one 
process container 3 which is arranged in a gas 
atmosphere and which contains a treatment fluid 11. 
Said process container also comprises at least two 
openings 5, 7 which are located below the surface of 
the treatment fluid and through which the substrates 
9 are linearly guided. To increase the throughput 
and to simplify the design of the device, the 
openings 5, 7 are not closable. For example, a 
partial vacuum is generated in the space 25 above the 
treatment fluid in the closed process container 3 to 
prevent the treatment fluid from escaping. The 
incorporation of such non-closable openings in the 
device described in Dl is an obvious structural 
modification which would be straightforward for a 
person skilled in the art, especially since the 
resulting advantages are readily foreseeable. 



. . . / ■ . . 
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The above-mentioned differences (1) and (ii) are 
suggested by a combination of documents Dl and D2. 

As regards difference (iii), a further modification 
of the device known from Dl is, of course, necessary 
if the non-closable openings according to D2 are to 
be incorporated in the device according to Dl , and it 
is naturally obvious to a person skilled in the art 
that a partial vacuum can be generated in the space 
above the fluid only if the overflow is located 
inside the closed space of the process container. 
Naturally, the non-closable openings must not be 
located in the closed space (otherwise the partial 
vacuum has no effect, and moreover the openings are 
not accessible for the introduction of a substrate), 
which is obviously achieved if the overflow container 
is designed in such a way that it does not include 
the openings. A person skilled in the art would 
therefore have no difficulty in making a further 
modification to the device known from Dl and would 
thereby arrive at the arrangement illustrated in 
Figure 1 of the present application without 
exercising inventive skill. 

Consequently, the subject matter of Claim 1 does not 
involve an inventive step (PCT Article 33(3)). 

1.2 The device known from Dl further comprises an 
ultrasonic device 7 inside the process container (cf. 
Claim 6 of the present application) . 

1.3 D3 discloses a height-adjustable overflow (cf. Claim 
2 of the present application). The incorporation of 

. . . / ... 



l onn PCT/1PI:a/4()'J ( Box V) (.Uuiiuin 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/EP 00/06716 



(Continuation of V.2) 

this feature in the device described in Dl is an 
obvious structural modification which would be 
straightforward for a person skilled in the art, 
especially since the resulting advantages are readily 
foreseeable. 

1.4 The feature additionally claimed in Claim 3 is known 
from D4 (of. in particular Figure 3 and the related 
text). The incorporation of this feature in the 
device described in Dl is an obvious structural 
modification which would be straightforward for a 
person skilled in the art, especially since the 
resulting advantages are readily foreseeable. 

1.5 D5 discloses (cf. D5: Figures 5 and 6) a fluid 
treatment wherein a substrate is moved through the 
gap between two facing ultrasonic devices (cf. Claim 
9 of the present application). The incorporation of 
this feature in the device described in Dl is an 
obvious structural modification which would be 
straightforward for a person skilled in the art, 
especially since the resulting advantages are readily 
foreseeable. 

1.6 The features claimed in Claims 11 and 12 of the 
present application are considered to be obvious, 
having regard to D2, column 3, lines 4 - .10. 

1.7 It is known from D2 (cf. column 4, lines 2 - 12; 
column 7, lines 36-50) to convey a fluid which 
reduces the surface tension of the treatment fluid to 
the outlet opening. The mounting of a drying chamber 
surrounding the outlet opening (cf. Claim 10 of the 
present application) is therefore a further 

. . . / ... 
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structural modification which would be 
straightforward for a person skilled in the art, 
especially since the resulting advantages are readily 
foreseeable. 

1.8 The features additionally claimed in Claims 4, 5, 7, 
8 and 13 are further minor structural modifications 
of the device according to Claim 1 which would be 
straightforward for a person skilled in the art, 
especially since the resulting advantages are readily 
foreseeable. 
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Vin. Certain obsen ations on the international application 



The following obsen ations on the clarit>^ of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims arc fully 
supported by the description, are made: 



1. The following claims are not clear (PCT Article 6): 

1.1 The feature "permanently open openings" (cf. Claim 1) 
is not clear, because it relates to the use of the 
device and not to the structural features themselves. 
Just because the openings are "permanently open" does 
not necessarily mean that no closing mechanism is 
present . 

1 . 2 The feature whereby the ultrasonic device has a 
sloping rear face (cf . Claim 8 of the present 
application) is not clear, because the arrangement of 
the ultrasonic device and therefore its "rear face" 
are not defined at all in the claim. 
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Vorrichtung zum Behandein von Substraten 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Behandein 
von Substraten, mit wenigstens einem in einer Gasatmosphare angeordneten, 
5 ein Behandlungsfluid enthaltenden Prozel^behalter, der wenigstens zwei un- 
terhalb einer Behandlungsfiuidoberfl3che liegende. stdndig gedffnete Offnun* 
gen zum linearen Durchfuhren der Substrate aufweist. 



Eine derartige Vorrichtung. die beispielsweise aus der EP-A-0 817 246 be- 
10 kannt ist, ist ein statisches System, bei dem das Behandlungsfluid in dem 
ProzeSbehalter steht. ohne sich zu bewegen. Dies fQhrt dazu. daB der In dem 
Behalter auftretende Prozed durch Verunreinigung des Behandlungsfluids 
insbesondere im Bereich der linearen DurchfOhrung der Substrate beeintrdch- 
tigt wird. Eine gute und homogene Behandlung der Substrate ist somit nicht 
15 mdglich. 

Ferner ist aus der JP-A- 5-291 223 eine Vorrichtung zum Behandein von Sub- 
straten bekannt, bei der ein von oben mit Behandlungsfluid befullbarer Pro- 
zessbehdlter zwei seitliche Offnungen aufweist. Die Offnungen sind jeweils 
20 durch SchlieQelemente verschlie&bar, um wShrend der Behandlung ein Aus- 
treten von Behandlungsfluid zu vermeiden. Auf dem Boden des Prozessbe- 
hdlters ist ein Auslass fQr das Behandlungsfluid vorgesehen. 



Ausgehend von dem oben genannten Stand der Technik iiegt der vorliegen- 
25 den Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der Eingangs 
V ' genannten Art vorzusehen, die auf einfache und kostengUnstige Weise eine 

homogenere und verbesserte Behandlung von Substraten ermoglicht. 



Erfmdungsgem£i& wird die Aufgabe bei einer Vorrichtung zum Behandein von 
30 Substraten, mit wenigstens einem in einer Gasatmosphdre angeordneten, ein 
Behandlungsfluid enthaltenden ProzeSbehalter, der wenigstens zwei unter- 
halb einer Behandlungsfluidoberfiache liegende Offnungen zum linearen 
Durchfuhren der Substrate aufweist. durch einen Uberlauf fur das Behand- 
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lungsfluid gelost. Durch den Uberla- " fQr das Behandlungsfluid wird ein stSn- 
diges Hindurchleiten von Behandlungsfluid durch den ProzeSbehalter ermog- 
licht. Hierdurch werden erhohte Verunreinigungskonzentrationen in bestimm- 
ten Bereichen des Prozeftbehalters, insbesondere im linearen Durchfuhrbe- 
5 reich der Substrate verhindert bzw. Konzentrationsanderungen der Reini- 
gungsmedien (Verbrauch wahrend der Reinigung) wieder ausgeglichen. Hier- 
durch wird eine verbesserte und homogenere Behandlung der Substrate ge- 
wahrleistet. Fernerwird durch einen Oberlauf auf einfache und kostengunstlge 
Weise ein im wesentlichem gleichmSBiges Behandlungsfluidniveau wShrend 
10 der Behandlung und somit ein gleichmaGiger Druck des Behandlungsfluids an 
den Offnungen sichergestellt. Trotz einer Stromung des Behandlungsfluids 
kann durch den gleichmaSigen Druck auf einfache Weise verhindert werden, 
da& das Behandlungsfluid aus dem Proze&behSlter flie&t. 

15 Bei einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform der Erflndung ist der 
Oberlauf hdhenverstellbar, um das Behandlungsfluidniveau innerhalb des 
ProzeBbehaiters zu verSndern. Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn inner- 
halb des ProzeBbehaiters Behandlungen mit verschiedenen Behandlungs- 
fluids durchgefuhrt werden, welche unterschiedliche Dichten aufweisen, und 

20 sich - bei gleichem Fiuidniveau - an den unter der Behandlungsfluidoberflache 
liegenden Offnungen unterschiedliche Oruckverhditnisse ergeben wurden. 
Diese konnen uber den hOhenverstellbaren Uberiauf eingestellt werden. um 
ein Herausfliel^en des Behandlungsfluids durch die Offnungen zu verhindern. 

25 Vorzugsweise ist ein geschlossener Oberlaufbehalter vorgesehen. um das Anle- 
gen eines Vakuums in einem oberhalb der Behandlungsfluidoberflache gebildeten 
Luftraum zu ermoglichen. Uber das Vakuum kann ein Unterdruck an den unterhalb 
der Behandlungsfluidoberflache liegenden Offnungen erzeugt werden, um ein 
Herausflie(len des Behandlungsfluids zu verhindem. Insbesondere in Kombination 

30 mit der h5henversteilbaren Oberlaufkante Id&t sich eine einfache Steuerung der 
Druckverhaitnissen an den Offnungen erreichen. In dem oberhalb des Behand- 
lungsfluids befindiichen Luftraum wird vorzugsweise ein gleichmaaiges Vakuum 
vorgesehen. Die sich beispieisweise durch unterschiedliche Behandlungsfluids 
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(aufgrund unterschiediicher Oichten) ergebenden Druckveranderungen an den 
Offnungen warden vorzugsweise durch die hdhenverstellbare Oberlaufkante regu- 
liert. Urn ein gutes und gleichmal^iges Vakuum zu ermoglichen, sind dabei der 
Prozefibeh3lter und der Oberlaufbehditer abgeschlossen. 

5 

Fur eine gleichmafiige und homogene Stromung innerhalb des ProzeGbehal- 
ters ist das Behandlungsfluid vorzugsweise uber eine im wesentlichen hori- 
zontal angeordnete Diffusorplatte in den Proze&behdlter einieitbar. Bei einer 
weiteren Ausfuhrungsfomi der Erfindung ist unterhalb wenigstens einer der 
10 Offnungen ein Auffangrinne am AuSenumfang des ProzeGbehaiters ange- 
bracht. um zu verhindern, da& gegebenenfails aus dem Proze&behalter aus- 
tretendes Behandlungsfluid die Umgebung des ProzeC^beh3lters verunreinigt. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist wenigstens eine Ul- 
traschalleinrichtung innerhalb des ProzeBbehalters vorgesehen, um durch die 
Beschallung der Substrate deren Behandlung. und zwar insbesondere Reini- 
gungsvorgdnge zu fdrdern. Dabei erstreckt sich die Ultraschalleinrichtung vor- 
zugsweise Qber die gesamte Breite des ProzelLbehSlters, und zwar senkrecht 
zur Bewegungsrichtung der Substrate sowie schwenkbar. um eine gieichma- 
Bige Beschallung der Substrate uber deren gesamte Oberflache hinweg vor- 
zusehen. Um eine gleichmafiige und homogene Stromung des Behandlungs- 
fluids innerhalb des Prozedbehalters zu ermdgiichen. weist die Ultraschallein- 
richtung vorzugsweise eine strdmungsdynamische Form auf, d.h. dafi sie in 
Strdmungsrichtung einen geringen Str5mungswiderstand aufweist. FOr eine 
gute und gleichmdfiige Behandlung beider Oberfl^chen des Substrats ist es 
vorzugsweise zwischen wenigstens zwei Ultraschalieinrichtungen hindurch 
bewegbar. 

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung ist eine Ausgangsoffnung 
30 des ProzeGbehalters umgebende Trocknungskammer mit einer Einrichtung 
zum Einleiten eines die OberflSchenspannung des Behandlungsfluids verrin- 
gernden Fluids vorgesehen. Durch das Vorsehen der Trocknungskammer an 
der Ausgangsdffnung kdnnen die zuvor behandelten Substrate direkt bei der 



15 



20 
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Entnahme aus dem ProzeSbehalter mittels des Marangonieffekts getrocknet 
werden. Die Kammer bildet vorzugsweise ein im wesentlichen geschiossenes 
System, wodurch eine gleichmaf^ige N2/IPA Atmosphare am Waferaustritt ge- 
wdhrleistet wird. 

5 GemSB einer weiteren, bevorzugten AusfQhrungsform der Erfindung sind 
mehrere hintereinander angeordnete ProzeBbehalter vorgesehen. Diese er- 
moglichen. daR die Substrate ohne eine notwendige VerSnderung ihrer Aus- 
richtung mehrere, gegebenenfalls unterschiedliche ProzeBschritte durchlau- 
fen. Dabei beinhalten die ProzeBbehdlter vorzugsweise unterschiedliche Be- 

10 handlungsfluids, um unterschiedlichen ProzeBschritte vorzusehen. Zwischen 
den ProzeBbehdltern ist vorzugsweise eine Befeuchtungseinrichtung vorge- 
sehen, um zu verhindern. daB die Substrate zwischen den aufelnander fol- 
genden ProzeBschritten antrocken, was nachfolgende ProzeBschritte beein- 
trSchtigen konnten. Vorzugsweise ist die Befeuchtungseinrichtung derart aus- 

15 gestaltet, daB die Substrate grob gespult werden, wodurch verhindert wird. 
daB Behandiungsfluid von einem ProzeBbehalter zum nSchsten gelangt. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter AusfQhrungsbeispiele 
unter Bezugnahme auf die Figuren. ndher eriautert. Es zeigen: 

20 

Figur 1 eine schematische Schnittansicht einer erfindungsgemaBen Be- 

handlungsvorrichtung; 
Figur 2 eine vergroBerte Detailansicht einer Auffangrinne mit Tropfen- 

fSnger der Behandlungsvorrichtung. 

25 

<.v Figur 1 zeigt eine Behandlungsvorrichtung 1 fur einen Halbleiten/vafer 3, mit 

einer Befeuchtungseinrichtung 4, einer Wafer-Transporteinheit 6, einem Pro- 
zeBbehalter 8 und einer Wafertransporteinheit 10. WShrend einer Behandlung 
des Substrats 3 wird es gemaB der Figur von links durch die Wafertranspor- 
30 teinheit 6 an der Befeuchtungseinrichtung 4 vorbeibewegt und anschlieBend 
in den ProzeBbehalter 8 eingefuhrt, und teitweise durch diesen hindurch ge- 
schoben. Auf der anderen Seite wird der Wafer 3 durch die Wafertransport- 
einheit 10 aufgenommen und aus dem ProzeBbehdIter 8 herausgezogen. Ein- 



wo 01/08200 



5 



PCT/EPOO/06716 



zelheiten der Transportvorhchtung sind in der auf die selbe Anmelderin zu- 
ruckgehenden, und am selben Tag eingereichten Patentanmefdung mit dem 
Titel "Verfahren und Vorrichtung zum Transportleren eines Halbieiterwafers 
durch einen Behandlungsbehalter" beschrieben. die insofern zum Gegenstand 
5 der vorliegenden Erfindung gemacht wird, urn Wiederliolungen zu vermeiden. 

Die Befeuchtungseinrichtung 4 besitzt eine Vielzahi von Dusen 11, uber die 
ein Fluid wie beispielsweise Dl-Wasser auf wenigstens eine Oberfiache des 
Wafers 3 gesprQht wird, um sie zu befeuchten. Oder falls sie schon feucht ist. 

10 feucht zu halten. Obwohl dies in der Figur nicht dargestelft ist, konnen die DQ- 
sen 11 entgegen der Bewegungsrichtung des Wafers 3 gerichtet sein, um ei- 
ne Spulung, wenigstens einer Oberfiache des Wafers 3 zu erreichen. Neben 
der dargestellten Befeuchtungseinrichtung 4, unter der der Wafer 3 hindurch- 
bewegt wird. ist es auch moglich, eine zweite, der Befeuchtungseinrichtung 4 

15 gegenQberiiegende Befeuchtungseinrichtung vorzusehen, so daG der Wafer 3 
durch beide Befeuchtungseinrichtungen hindurch bewegt wird, und somit von 
betden Seiten befeuchtet wird. 

Der Proze&behditer 8 wird durch einem im wesentlichen geschlossenen Be- 
20 halterkorper 14 gebildet, der eine Einfuhroffnung 15, eine Ausfuhroffnung 16 
sowie eine Uberlaufoffnung 17 aufweist. Die Einfuhrdffnung 15 und die Aus- 
fuhroffnung 16 sind auf einer Ebene an sich gegenQberliegenden Seitenwan- 
den des Behditerkdrpers 14 ausgebildet. Weitere, nicht die Offnungen 15, 16 
aufweisende Seitenwande des Behdlterk5rpers 14 weisen FQhrungsschienen 
25 18 zur FQhrung der Wafer 3 innerhalb des ProzeRbehSlters 8 auf. 

Die Offnungen 15, 16 liegen unterhalb der Oberlaufdffnung 17 und liegen so- 
mit unterhalb einer Behandlungsfluidoberflache eines in dem ProzeBbehalter 
8 befindlichen Behandtungsftuids 20. Die Offnungen 15, 16 konnen besonders 
30 ausgeformt sein, wie beispielsweise in der EP-A-0 817 246 beschrieben ist, 
um ein Ausfiie&en des in dem Prozef^behdlter 8 befindlich n Behandtungs- 
fluids 20 zu unterbinden. Die EP-A-0 817 246 wird insofern zum Gegenstand 
der vorliegenden Erfindung gemacht, um Wiederholungen zu vermeiden. 
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Im Bereich des Bodens des Proze&behditers 8 ist eine sich Im wesentlichen 
horizontal erstreckende Diffusorplatte 22 vorgesehen. uber die von unten das 
Behandlungsfluid 20 in dem ProzeSbehalter 8 eingeleitet wird. Durch die Dif- 
5 fusorplatte 22 wird eine gleichmaSige, nach oben gerichtete Stromung des 
Behandlungsfluids 20 innerhaib des ProzeUbehalters 8 erzeugt. Innerhalb des 
Proze&behalters sind zwei. sich uber die gesamte Breite (gemdB der Figur 
senkrecht zur Zeichnungsebene) erstreckende Ultraschall- bzw. Megasonic- 
einrichtungen 24, 26 vorgesehen. Die Ultraschalleinrichtungen 24. 26 weisen 

10 zueinander und sind hShenmaSig unterhalb bzw. oberhalb der Offnungen 15. 
16 angeordnet, so daB die Wafer 3 be! ihrer Bewegung durch den ProzeBbe- 
halter durch die Ultraschalleinrichtungen 24, 26 hindurch bewegt werden. Die 
voneinander wegweisenden Seiten der Ultraschalleinrichtungen 24. 26 sind 
jeweils abgeschragt, urn die von unten nach oben in dem Proze&behalter 8 

15 gerichtete Fluldstrdmung so wenig wie mdgllch zu beeintrSchtigen. 

Im Bereich der EingangsGffnung 15 ist am AuBenumfang des BehSlterkdrpers 
14 eine Auffangrinne 30 unterhalb der Offnung 15 vorgesehen. um gegebe- 
nenfalls uber die Offnung 15 ausstromendes Behandlungsfluid aufzufangen, 
20 und auf geeignete, nicht naher dargestellte Weise abzuleiten. 

Die AusfQhrfiffnung 16 ist von einer Trocknungskammer 32 umgeben, die am 
AuBenumfang des Behaiterkdrpers 14 angebracht ist und eine integrierte 
Auffangrinne aufwelst. Die Trocknungskammer 32 weist eine Offnung 33 auf, 

25 durch die der Wafer 3 hindurch bewegt werden kann. Innerhalb der 
Trocknungskammer 33 sind DQsen 34. 35 vorgesehen, uber die ein die Ober- 
fiachenspannung des Behandlungsfluids reduzierendes Fluid in den Bereich 
der Ausfuhroffnung 16 geleitet werden kann. Als Oberflachenspannung redu- 
zierendes Fluid ist beispielsweise IPA. ein heiBes Gas. wie beispielsweise 

30 heiBes N2 usw. geeignet. Das die OberfiSchenspannung des Behandlungs- 
fluids reduzierende Fluid wird Ober die Dusen 34, 35 gezielt auf einen zwi- 
schen dem Behandlungsfluid 20 und dem Wafer 3 gebildeten Meniskus ge- 
richtet. um dort eine gute Trocknung gemaB dem Marangonieprinzip zu errei- 
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Chen. Alternativ konnte der Meniskus auch auf andere Art. wie beispielsweise 
mit einem Laser erhitzt werden, urn in diesem Bereich eine Verringerung der 
Oberfldchenspannung zu erreichen. Figur 2 zeigt eine vergr6Berte Detailan- 
sicht der Trocknungskammer 32, wobei die Dusen 34, 35 zur Vereinfachung 
5 der Darstellung weggelassen wurden. Wie in Figur 2 zu erkennen ist, ist in 
einer unteren Halfte der Trocknungskammer 32 ein nadelformiges Element 36 
vorgesehen, welches als Tropfenfanger dient. Am hinteren Waferrand ist der 
Trocknungsvorgang mittels des Marangonieffekts beim Austritt aus der Kam- 
mer kritisch und as kann dazu kommen, dafi feste Flussigkeit an dem Wafer 
10 anhaftet und einen Tropfen bildet. Dieser Tropfen wird jedoch durch den 
Tropfenfanger 37, der mit einem geringen Abstand wie beispielsweise < 1 Mil- 
limeter zu dem Wafer und an dessen Wafermitte positioniert ist abgeleitet. 

In der oberen Wand des Behalterk6rpers 14 ist eine nicht naher dargestellte 
15 Offnung vorgesehen, die mit einer Vakuumvorrichtung 37 in Verbindung steht, 
so da& in einem oberhalb des Behandlungsfiuid 20 gebildeten Luftraum 40 ein 
Unterdruck angelegt werden kann, urn ein Herausfiiefien des Behandtungs- 
fluids aus dem ProzeBbehdlter 8 zu verhindern. Es konnen auch andere Mittel 
an bzw. in dem ProzeGbehdIter 8 vorgesehen sein. um ein Herausflie&en des 
20 Behandlungsfluids zu verhindern, wie sie beispielsweise in der EP-A-0 817 
246 beschrieben sind, die insofem zum Gegenstand der vorliegenden Anmel- 
dung gemacht wird, um Wiederholungen zu vermeiden. 

Die OberlaufCffnung 17 ist von einem im wesentlichen geschlossenen Ober- 
25 laufbehditer 42 umgeben, der in abgedichteter Weise an dem Au&enumfang 
X des Behaiterk5rpers 14 befestigt ist. Innerhalb des Oberlaufbehalters 42 bzw. 

an einer Aul^enwand des ProzeBbehalterkorpers 14 ist ein Schieber 44 vor- 
gesehen, der eine Uberlaufkante 45 definiert. Der Schieber 44 ist uber eine 
nicht naher dargestellte Vorrichtung vertikal verschiebbar, um eine Hohenein- 
30 stellung der Oberlaufkante 45, und somit das Niveau des Behandlungsfluids 
20 in dem Proze&behdlter 8 einzustellen. Dabei wird der Einstellbereich durch 
die Ober- und Unterkanten der Oberlaufdffnung 17 beschrdnkt. 
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Obwohl in der Figur nur ein ProzeRbehalter 8 dargestellt ist. ist es moglich 
mehrere Prozefibehalter hintereinander anzuordnen, so da& ein Wafer 3 auf 
seinem linearen Bewegungspfad durch mehrere Proze&behditer hindurchlau- 
fen kann. Die jeweiligen Prozef^behalter konnen mit unterschiedlichen Be- 
5 handlungsfluids gefOlit sein, um unterschiedliche Behandlungsschritte, wie 
z.B. Atzen, Neutralisieren und Reinigen, sowie Trocknen durchzufuhren. Vor- 
zugsweise ist zwischen jeweils aufeinanderfolgenden ProzeBbeh^ltern 8 eine 
Befeuchtungseinrichtung 4 vorgesehen, um ein Antrocknen von Behandlungs- 
fluids zwischen aufeinanderfolgenden Proze&schritten zu verhindem. Ferner 

10 kann durch die Befeuchtung der Substrate eine grebe Vorreinigung derselben 
erreicht werden, so da& eine Verschleppung der Behandiungsfiulds von einem 
Prozefibehditer zum nachsten vermindert wird. Da die unterschiedlichen Be* 
handlungsfluids in der Regal unterschiedliche Dichten aufweisen, wird das 
Niveau des Behandlungsfluids uber den Schieber 44 jeweils so eingestellt, 

15 dad der Druck des Behandlungsfluids an den jeweiligen Ein- und Ausfuhroff- 
nungen 15. 16 nicht dazu fuhrt. da& das Behandlungsfluid aus dem Prozet^- 
behaiter herausflie&t. Ferner wird Qber die Vakuumvorrichtung 37 ein Unter- 
druck in dem Qber dem Behandlungsfluid befindlichen Luftraum erzeugt, um 
den an den Offnungen 15, 16 anstehenden Behandlungsfluiddruck welter zu 

20 reduzieren. Dabel sind vorzugsweise alle hintereinander geschalteten Pro- 
zeBbehalter 8 mit einer einzelnen Vakuumvorrichtung verbunden, welche in 
den jeweiligen ProzeGbeh^ltern einen jeweils gleichmSSigen Unterdruck er- 
zeugt Oder bei gleicher Schieberhdhe unterschiedliche Unterdrucke. Durch 
unterschiedliche Dichten der Behandlungsfluids entstehende Druckverande- 

25 rungen an den Offnungen 15. 16 werden Qber den Schieber 44, und somit das 
Niveau des Behandlungsfluids 20 in den ProzeBbehdltern ausgeglichen. so 
da& kein Behandlungsfluid Qber die Offnungen 15. 16 aus den Proze&behal- 
tern 8 austritt. 

30 Bel der Behandlung der Wafer 3 wird zunachst Qber die Diffusorplatte 22 Be- 
handlungsfluid 20 in den Proze&behalter 8 eingeleitet bis dieses Qber die 
Oberlaufkante 45 des Schiebers 44 in den OberlaufbehSlter 42 fiieBt. Ober die 
Diffusorplatte 22 wird standig Behandlungsfluid in den Proze&behalter 8 ein- 
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geleitet, so dafi eine homogene nach oben gerichtete Stromung innerhalb des 
ProzeBbehalters entsteht. Anschlieaend wird uber die Einfuhroffnung 15 ein 
Wafer 3 in den ProzeSbehSiter 8 hineln und teilweise dort hindurch gescho- 
ben. Dabei warden die Vorder- und RQckseiten des Wafers 3 mittels der Ul- 
5 traschalleinrichtungen 24. 26 beschallt. Innerhalb des ProzeBbehalters 8 wer- 
den die Wafer 3 durch die seitlichen Fuhrungen 18 gefuhrt. Wenn ein vorde- 
res Ende des Wafers 3 durch den ProzeHbehalter 8 hindurch gefuhrt ist. wird 
der dabei entstehende Meniskus zwischen Behandlungsfluid 20 und Wafer 3 
mit einem die Oberfl^chenspannung des Behandlungsfluids 20 reduzierenden 
10 Fluids beaufschlagt, wodurch der Wafer 3 bei der Entnahme aus dem Be- 
handlungsfluid 20 getrocknet wird. Das Fuhrungsende des Wafers 3 wird 
durch die Transporteinheit 10 aufgenommen und vollstandig durch den Pro- 
zeGbehaiter 8 hindurch gezogen und gegebenenfalls zu einem nachfolgenden 
ProzeRbehalter 8 transportiert. 

15 

Obwohl die Erfindung anhand eines bevorzugten AusfQhrungsbeispieis beschrie- 
ben wurde. sei bemerkt. dad die Erfindung nicht auf dieses Ausfuhrungsbeispiel 
beschrankt ist Beispielsweise sind die Merkmale der Trocknungskammer 32 bei 
Prozefibehaltern 8 nicht notwendig, denen ein weiterer ProzeBbehSlter nachge- 

20 schaltet ist. Femer ist die genaue Ausgestaltung der Ultraschalleinrichtung nicht 
zwingend, da abhangig von dem zu behandelndem Substrat beispielsweise eine 
einzelne Ultraschalleinrichtung zur Behandlung einer Substratoberflache aus- 
reicht. Auch ist eine Diffusorplatte 22 nicht zwingend notwendig und es konnte 
statt dessen oder in Kombination mit der Diffusorplatte ein trichterfbmiiger Boden 

25 mit einer EinlaSaffnung vorgesehen werden. Auch ist die Vakuumvorrichtung 37 
nicht unbedingt notwendig, da der an den Offnungen 15. 16 anstehende Druck 
auch Qber andere Mittel, wie beispielsweise eine Kapillarvonichtung, geregelt 
werden kann. Der dabei erforderiiche Druck wird uber den beweglichen Schieber 
44 geregelt. Die jeweiligen Merkmale der Behandlungsvomchtung 1 konnen in 

30 Kombination oder jeweils auch einzein, d.h. unabhangig voneinander eingesetzt 
werden. 
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Patentanspruche 

Vorrichtung (1) zum Behandein von Substraten (3) mit wenigstens einem 
in einer GasatmosphSre angeordneten, ein Behandlungsfluid (20) ent- 
haltenden ProzeBbehalter (8), der wenigstens zwei unterhalb einer Be- 
handlungsfluidoberflache liegende, standig gedffnete Offnungen (15, 16) 
zum linearen Durchfuhren der Substrate (3) aufweist, gekennzeichnet 
durch einen Einlass unterhalb der Offnungen und einen Oberlauf ober- 
halb der Offnungen (15, 16)<. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet. da& der Oberlauf 
h5henverstellbar ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2. gekennzeichnet durch einen ge- 
schlossenen Uberlaufbehalter (42). 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet. da& der ProzeBbehSlter (8) und der Uberlaufbehalter (42) 
geschlossen sind. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet 
durch eine Einrichtung (37) zum Erzeugen eines Unterdruckes in einem 
oberhalb des Behandlungsfluids (20) gebildeten Raum (40) im ProzeB- 
behalter (8). 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das Behandlungsfluid (20) Qber eine im wesentllchen 
horizontal angeordneten Diffusorplatte (22) in den ProzeBbehalter (8) 

einleitbar ist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet 
durch einen unterhalb wenigstens einer Offnung (15, 16) angebrachten 
Auffangrinne (30) am AuBenumfang des ProzeBbehSlters (8), 
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8. Vorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch einen Tropfenfan- 
ger in der Auffangrinne. 

5 9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet 
durch wenigstens eine Ultraschalleinrichtung (24. 26) innerhalb des Pro- 
ze&behalters (8). 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB sich die Ul- 
10 traschalleinrichtung (24, 26) im ProzeBbehSlter (8) Qber die gesamte 

Breite, senkrecht zur Bewegungsrichtung der Substrate (3) erstreckt. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 Oder 10. dadurch gekennzeichnet. daB die 
Ultraschalleinrichtung (24. 26) eine stromungsdynamische Form auf- 

15 weist. 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das Substrat (3) zwischen wenigstens zwei zueinan- 
der weisenden Uitraschalleinrichtungen (24. 26) hindurch bewegbar ist. 

20 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet 
durch eine eine Ausgangsdffnung (16) des ProzeSbehSlters (8) umge- 
bende Trocknungskammer (32) mit einer Einrichtung (34, 35) zum Ein- 
leiten eines die Oberfldchenspannung des Behandlungsfluids (20) ver- 

25 ringernden Fluids. 

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet 
durch mehrere hintereinander angeordnete ProzeBbehaiter (8). 

30 15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daB die 
ProzeBbehdIter (8) unterschiedliche Behandlungsfluids (20) beinhalten. 
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16. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 13 bis 15. gekennzeichnet durch 
eine Befeuchtungseinrichtung (4) zwischen den ProzeSbehSltern (8). 
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